
最先端の MEMS センサー技術：APG-1 アクティブピラニゲージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

APG ピラニゲージは、高精度のデジタル信号処理と高度な測定アルゴリズムを利用しています。 当社の精密自動化製造および校正プロ

セスと組み合わせると、この製品は妥協のない測定性能を提供します。 

ピエゾダイアフラムセンサーは、熱伝導率ゲージの大まかな真空範囲でよく知られているガス依存性を排除し、より高価な静電容量圧力計

に匹敵する精度のパフォーマンスを提供します。 この機能により、真空システムのベントプロセスをより正確に制御し、真空システムの過

圧を防ぐことができます。 

 

 

mBar での測定範囲と読み取りの精度 

APG-1 アクティブピラニゲージは、以下を含む多くのアプリケーションに適しています: 

 Mass spectrometers 
 Scanning electron microscopes 
 Furnace heat treatment 
 PVD coating of glass, optics, tools, packaging, decorative 
 Refrigeration manufacturing and service 
 Semiconductor processing equipment 
 Vacuum pump service 

トランスデューサーの設定とパラメーターは、シリアルインターフェースからユーザーがプログラム可能であり、診断、予知保全、サービス、

校正、設定値構成、アナログ出力スケーリング、およびリアルタイムの真空圧測定値の取得を可能にします。 他のベンダーの真空計とトラ

ンスデューサーをエミュレートするためのアナログ出力スケーリングオプションの幅広い選択肢が利用可能です。 

APG-1 アクティブピラニゲージに組み込まれた超広範囲の高性能 MEMS センサーを利用して、新しい NGC3 イオンゲージコントローラーは、

1200mBar から 3x 10-11mBar の連続測定の測定範囲を実現できます。 NGC3 は、APG-1 で最適に動作するように設計されていますが、

他のベンダーからの+ 10V フルスケール出力を備えた多くのセルフパワーまたはアクティブゲージ/トランスデューサーをサポートしていま

す。 詳細については、NGC3 製品ページをご覧ください。 

APG-1 には、アクティブな温度補償とキャリブレーションが組み込まれています。 これは、信頼性の高い広いダイナミックレンジを可能にす

る超安定ゼロポイントを提供します。 これにより、従来のピラニおよび対流計で一般的なゼロ点ドリフトによる頻繁なユーザーの再ゼロ調

整も不要になります。 

当社のアクティブピラニゲージは、独立したソリッドステートスイッチリレーを使用して、制御システムに簡単に実装できるように設計されてい

ます。 このリレーは、圧力または温度でプログラム可能な設定値とヒステリシス値に基づいて切り替えるように構成でき、通常閉接点と通

常開接点の両方を提供します。 

APG-1 またはその他の製品の詳細については、info @ arunmicro.com に電子メールを送信して専任チームに連絡することを躊躇しないで

ください。. 

 

 

・質量分析計 
・走査型電子顕微鏡 
・炉の熱処理 
・ガラス、光学、工具、パッケージ、装飾等の PVDコーティング 
・冷凍機器製造とサービス 
・半導体処理装置 
・真空ポンプサービス 

 

新しいアクティブピラニゲージ、APG-1 の発売を発表できることを嬉しく思います。 こ

の新しい真空計は、MEMS（Microelectromechanical Systems）熱損失ピラニセンサー

とピエゾダイアフラムセンサーを利用することにより、クラス最高のパフォーマンスを提

供します。  これらの最先端のセンサーの組み合わせにより、1 x 10-6mBar から

1333mBar の範囲で再現性のある正確な超高真空測定が可能になります。 


